






























专利名称(译) 超声波探头及其制造方法

公开(公告)号 CN103202711A 公开(公告)日 2013-07-17

申请号 CN201310016250.X 申请日 2013-01-16

[标]申请(专利权)人(译) 三星麦迪森株式会社

申请(专利权)人(译) 三星麦迪森株式会社

当前申请(专利权)人(译) 三星麦迪森株式会社

[标]发明人 闵侅基

发明人 闵侅基

IPC分类号 A61B8/00

CPC分类号 H01L41/047 A61B8/4483 B06B1/0622 H01L41/22 Y10T29/42

代理人(译) 韩芳
韩明星

优先权 1020120004751 2012-01-16 KR

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本公开提供了一种超声波探头及其制造方法，所述超声波探头包括通过
形成在接触压电材料的表面上的电极而提供导电性的匹配层。制造超声
波探头的方法包括：在匹配层的表面上形成切口，在匹配层的形成有切
口的表面上或者在匹配层的与形成有切口的表面相反的表面上形成电
极，以及将提供有电极的表面安装在压电材料上。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/09e70c8b-f336-4273-8125-569e90f1c104
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/047740762/publication/CN103202711A?q=CN103202711A
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN103202711A

